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1. はじめに 
 半導体レーザー(LD)の直接周波数変調特性を利用した干渉

計測法は、これまでに種々提案されている 1)。しかし、LD 電

流変化に伴う強度変調により測定誤差が生じる 2)。本稿は、

強度変調に不感なカレのアルゴリズムを新たに開発し、位相

シフト量の校正を必要としない干渉計測について検討する。 
 

2. アルゴリズム 
 カレのアルゴリズム 3)は、等間隔な位相シフト量が与えら

れた４つの干渉強度から被検位相を導出する方法である。干

渉強度は次式で与えられ、４つの干渉強度 1I ～ 4I を測定す

ることにより、バイアス強度 MI 、ビジビリティg 、被検位

相f 、等間隔な位相シフト量 fD の４つの未知数を求めるこ

とが出来る。 
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LD を光源とした干渉計は、等間隔で高速な 4 ステップの電

流変調を与えることで、一定間隔の位相シフト量を含んだ干

渉縞を生成することができ、カレのアルゴリズムを利用する

ことで対振動ノイズ性に優れた形状計測を行うことが出来る
2)。しかし LD 電流変調に伴いバイアス強度が変動し、カレの

アルゴリズムで求められた被検位相に誤差が生じる。本研究

は、バイアス強度の変動を考慮した８つの干渉強度 1I ～ 8I
を用いて被検位相f を導出できる強度変調に不感なカレの

アルゴリズムを開発することを目的としている。干渉強度は、

次式で与えることができる。 
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      (2) 

ここで
0
MI は位相シフト量が０のときのバイアス強度、１ス

テップの位相シフトに伴う光出力変動によるバイアス強度の

変化量を ID とすると、
0/ MIID=r である。 1I ～ 8I の

加減乗除により
0
MI 、g 、f 、 r をキャンセルすると、位

相シフト量 fD は、 1I ～ 8I から求めることができる。同様

に 1I ～ 8I の加減乗除により、被検位相f は、 1I ～ 8I と

fD の関数として表すことが出来る。 

( )[ ]ff D= - ,,,,,,,,tan 87654321
1 IIIIIIIIF    (3) 

(3)式で示した関数 F は、バイアス強度の変動に関係した項

を含まず、強度変調に不感に被検位相を導出することが出来

る。 

3. 数値シミュレーション 

 図１は、 2.0=r 、 8.0=g 、 °=D 100f として、

0 ～ p4 rad のチルト位相に対して 1I ～ 8I の干渉縞強度を

数値計算し、被検位相を導出した結果である。(a)は、 3I ～ 6I
をカレのアルゴリズム 3)に代入して得られた結果で、強度変

調により位相計算が出来ない領域が出ると共に p2 rad の周

期誤差 2)が生じている。(b)は、本稿で提案するアルゴリズム

を用いて導出した被検位相で、強度変調の影響を受けること

なく正確な位相導出を行うことが出来る。 
 

 

 
Fig.1. Phase distribution of a tilted object which are calculated 
from Carre algorithm (a) and newly developed algorithm (b). 
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